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(57)摘要

公开了自动发射体尖端清洁器。自动发射体

尖端清洁系统204包括：风扇202，该风扇被配置

成将空气流引导通过空气路径；尖端发射体304，

该尖端发射体被配置成在空气路径内或附近产

生正离子或负离子中的至少一者；刷子404；第一

齿轮308，该第一齿轮联接至刷子并被配置成使

刷子移动而接触尖端发射体；第二齿轮306，该第

二齿轮与第一齿轮接合；以及电机206，该电机致

动第二齿轮以至于第二齿轮致动第一齿轮以将

刷子移动经过尖端发射体。
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1.一种自动发射体尖端清洁系统，包括：

风扇，所述风扇被配置成将空气流引导通过空气路径；

尖端发射体，所述尖端发射体被配置成在所述空气路径内或所述空气路径附近产生正

离子或负离子中的至少一者；

发射体框架，所述发射体框架被配置成将所述尖端发射体保持为从所述发射体框架径

向向内地进入所述空气路径中；

刷子；

第一齿轮，所述第一齿轮联接至所述刷子，所述第一齿轮被配置成将所述刷子保持在

与所述尖端发射体相同的轴向平面中并且使所述刷子移动而接触所述尖端发射体；

第二齿轮，所述第二齿轮与所述第一齿轮接合；以及

电机，所述电机致动所述第二齿轮，使得所述第二齿轮致动所述第一齿轮以将所述刷

子移动经过所述尖端发射体。

2.如权利要求1所述的系统，还包括在与所述尖端发射体和所述刷子相同的轴向平面

中的多个尖端发射体，所述发射体框架被配置成将所述多个尖端发射体保持为从所述发射

体框架径向向内地进入所述空气路径中，所述第一齿轮被配置成使所述刷子移动而与所述

多个尖端发射体中的每个尖端发射体接触。

3.如权利要求2所述的系统，其中所述多个尖端发射体被布置成基本圆形或多边形布

置。

4.如权利要求3所述的系统，其中所述多个尖端发射体被布置成围绕或邻近所述第一

齿轮的内圆周。

5.如权利要求3所述的系统，其中所述基本圆形或多边形布置是与所述风扇基本上同

轴的。

6.如权利要求1所述的系统，还包括位置检测器，所述位置检测器被配置成确定何时所

述刷子处于预定位置。

7.如权利要求1所述的系统，其中所述电机是双向电机，所述双向电机被配置成驱动所

述第一齿轮和所述第二齿轮以沿任一方向移动所述刷子。

8.如权利要求1所述的系统，还包括壳体，所述壳体被配置成联接所述第一齿轮、所述

第二齿轮、所述电机、所述发射体框架和所述风扇。

9.如权利要求1所述的系统，其中所述尖端发射体被配置成产生双极性离子。

10.如权利要求1所述的系统，其中所述电机被配置成基于由处理电路所作的判定或外

部信号中的至少一者来致动所述第二齿轮。

11.如权利要求1所述的系统，其中所述电机被配置成在多个尖端发射体正在产生所述

正离子或所述负离子时致动所述第二齿轮以清洁所述尖端发射体。

12.如权利要求1所述的系统，其中所述第二齿轮和所述电机在所述空气路径之外。

13.一种自动发射体尖端清洁系统，包括：

风扇，所述风扇被配置成将空气流引导通过空气路径；

多个尖端发射体，所述多个尖端发射体被配置成在所述空气路径内产生正离子或负离

子中的至少一者；

发射体框架，所述发射体框架被配置成将所述尖端发射体保持为以圆形或多边形布置
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从所述发射体框架径向向内地进入所述空气路径中；

刷子，所述刷子位于与所述多个尖端发射体相同的平面中并且被配置成以物理方式清

洁所述多个尖端发射体；以及

电机，所述电机被配置成经由具有一个或多个齿轮的齿轮传动系统而使所述刷子清洁

所述多个尖端发射体。

14.如权利要求13所述的系统，其中所述多个尖端发射体被布置成围绕或邻近所述齿

轮传动系统的第一齿轮的内圆周。

15.如权利要求13所述的系统，其中所述基本圆形或多边形布置是基本上与所述风扇

同轴的。

16.如权利要求13所述的系统，其中所述电机被配置成驱动所述齿轮传动系统以沿任

一方向移动所述刷子。

17.如权利要求13所述的系统，还包括壳体，所述壳体被配置成联接所述齿轮传动系

统、所述多个尖端发射体、所述电机、所述发射体框架和所述风扇。

18.如权利要求13所述的系统，其中所述尖端发射体被配置成产生双极性离子。

19.如权利要求13所述的系统，其中所述齿轮传动系统包括三个或更多个齿轮。

20.如权利要求13所述的系统，其中所述电机被配置成在所述多个尖端发射体正在产

生所述正离子或所述负离子时使所述刷子清洁所述多个尖端发射体。

21.一种自动发射体尖端清洁系统，包括：

发射体尖端，所述发射体尖端被配置成在空气路径内或附近产生正离子或负离子中的

至少一者；

发射体框架，所述发射体框架被配置成将所述发射体尖端保持在所述空气路径内或附

近；

刷子；

电机，所述电机联接至所述刷子以致动所述刷子从而使所述刷子移动经过所述发射体

尖端；

传感器，所述传感器被配置成检测何时所述刷子相对于所述发射体框架处于预定位

置；以及

处理器，所述处理器被配置成控制所述电机以通过使所述刷子围绕所述发射体框架来

执行清洁过程并且被配置成当所述刷子处于所述预定位置时确定所述清洁过程结束。

22.如权利要求21所述的自动发射体尖端清洁系统，其中所述处理器被配置成基于由

所述处理器所作的判定或外部信号中的至少一者来控制所述电机以致动所述刷子。

23.如权利要求21所述的自动发射体尖端清洁系统，还包括在与所述尖端发射体和所

述刷子相同的轴向平面中的多个尖端发射体，所述发射体框架被配置成将所述多个尖端发

射体保持为从所述发射体框架径向向内地进入所述空气路径中，所述电机被配置成使所述

刷子移动而与所述多个尖端发射体中的每个尖端发射体接触。

24.如权利要求23所述的自动发射体尖端清洁系统，其中所述多个尖端发射体被布置

成基本圆形或多边形布置。

25.如权利要求24所述的自动发射体尖端清洁系统，还包括：

第一齿轮，所述第一齿轮联接至所述刷子，所述第一齿轮被配置成将所述刷子保持在
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与所述发射体尖端相同的轴向平面中并且被配置成使所述刷子移动而接触所述发射体尖

端；以及

第二齿轮，所述第二齿轮联接在所述电机和所述第一齿轮之间，以响应于所述电机的

致动而致动所述第一齿轮，其中所述多个发射体尖端被布置成围绕或邻近所述第一齿轮的

内圆周。

26.如权利要求24所述的自动发射体尖端清洁系统，其中所述基本圆形或多边形布置

是与所述风扇基本上同轴的。

27.如权利要求23所述的自动发射体尖端清洁系统，其中所述电机被配置成在所述多

个发射体尖端正在产生所述正离子或所述负离子时致动所述刷子以清洁所述发射体尖端。

28.如权利要求21所述的自动发射体尖端清洁系统，其中所述发射体框架被配置成从

所述发射体框架径向向内地保持所述发射体尖端。

29.如权利要求21所述的自动发射体尖端清洁系统，还包括：

第一齿轮，所述第一齿轮联接至所述刷子，所述第一齿轮被配置成将所述刷子保持在

与所述发射体尖端相同的轴向平面中并且被配置成使所述刷子移动而接触所述发射体尖

端；以及

第二齿轮，所述第二齿轮联接在所述电机和所述第一齿轮之间，以响应于所述电机的

致动而致动所述第一齿轮。

30.如权利要求29所述的自动发射体尖端清洁系统，其中所述第二齿轮和所述电机在

所述空气路径之外。

31.如权利要求21所述的自动发射体尖端清洁系统，其中所述电机是双向电机，所述双

向电机被配置成沿任一方向移动所述刷子。

32.如权利要求21所述的自动发射体尖端清洁系统，还包括风扇，所述风扇被配置成将

空气流引导通过所述空气路径。

33.一种自动发射体尖端清洁系统，包括：

风扇，所述风扇被配置成将空气流引导通过空气路径；

发射体尖端，所述发射体尖端被配置成在所述空气路径内产生正离子或负离子中的至

少一者；

发射体框架，所述发射体框架被配置成将所述发射体尖端保持在所述空气路径中；

刷子，所述刷子位于与所述发射体尖端相同的平面中并且被配置成以物理方式清洁所

述发射体尖端；以及

电机，所述电机被配置成使所述刷子清洁所述发射体尖端。

34.如权利要求33所述的系统，其中所述多个发射体尖端被布置成围绕或邻近所述发

射体框架的内圆周。

35.如权利要求33所述的系统，其中所述电机被配置成经由具有一个或多个齿轮的齿

轮传动系统而使所述刷子清洁所述发射体尖端。

36.如权利要求35所述的系统，其中所述电机被配置成驱动所述齿轮传动系统以沿任

一方向移动所述刷子。

37.如权利要求35所述的系统，还包括壳体，所述壳体被配置成联接所述齿轮传动系

统、所述发射体尖端、所述电机、所述发射体框架和所述风扇。
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38.如权利要求35所述的系统，其中所述齿轮传动系统包括第一齿轮和第二齿轮。

39.如权利要求33所述的系统，其中所述发射体尖端被配置成交替产生正离子和负离

子。

40.如权利要求33所述的系统，还包括：

传感器，所述传感器被配置成检测何时所述刷子相对于所述发射体框架处于预定位

置；以及

处理器，所述处理器被配置成控制所述电机以通过使所述刷子围绕所述发射体框架周

围移动来执行清洁过程并且被配置成当所述刷子处于所述预定位置时确定所述清洁过程

结束。

41.一种自动发射体尖端清洁系统，包括：

风扇，所述风扇被配置成将空气流引导通过空气路径；

尖端发射体，所述尖端发射体被配置成在所述空气路径内或所述空气路径附近产生正

离子或负离子中的至少一者；

发射体框架，所述发射体框架被配置成将所述尖端发射体保持为从所述发射体框架径

向向内地进入所述空气路径中，其中所述发射体框架位于所述空气路径的外侧；

刷子；

第一齿轮，所述第一齿轮联接至所述刷子并被配置成使所述刷子移动而接触所述尖端

发射体；

第二齿轮，所述第二齿轮与所述第一齿轮接合；以及

电机，所述电机致动所述第二齿轮，使得所述第二齿轮致动所述第一齿轮以将所述刷

子移动经过所述尖端发射体。

42.如权利要求41所述的系统，还包括多个尖端发射体，所述发射体框架被配置成将所

述多个尖端发射体保持为从所述发射体框架径向向内地进入所述空气路径中，所述第一齿

轮被配置成使所述刷子移动而与所述多个尖端发射体中的每个尖端发射体接触。

43.如权利要求42所述的系统，其中所述多个尖端发射体被布置成基本圆形或多边形

布置。

44.如权利要求43所述的系统，其中所述多个尖端发射体被布置成围绕或邻近所述第

一齿轮的内圆周。

45.如权利要求43所述的系统，其中所述基本圆形或多边形布置是与所述风扇基本上

同轴的。

46.如权利要求41所述的系统，还包括位置检测器，所述位置检测器被配置成确定何时

所述刷子处于预定位置。

47.如权利要求41所述的系统，其中所述电机是双向的。

48.如权利要求41所述的系统，其中所述电机是双向电机，所述双向电机被配置成驱动

所述第一齿轮和所述第二齿轮以沿任一方向移动所述刷子。

49.如权利要求41所述的系统，还包括壳体，所述壳体被配置成联接所述第一齿轮、所

述第二齿轮、所述电机、所述发射体框架和所述风扇。

50.如权利要求41所述的系统，其中所述尖端发射体被配置成产生双极性离子。

51.如权利要求41所述的系统，其中所述电机被配置成基于由处理电路所作的判定或
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外部信号中的至少一者来致动所述第二齿轮。

52.如权利要求41所述的系统，其中所述电机被配置成在多个尖端发射体正在产生所

述正离子或所述负离子时致动所述第二齿轮以清洁所述尖端发射体。

53.如权利要求41所述的系统，其中所述第二齿轮和所述电机在所述空气路径之外。

54.一种自动发射体尖端清洁系统，包括：

风扇，所述风扇被配置成将空气流引导通过空气路径；

多个尖端发射体，所述多个尖端发射体被配置成在所述空气路径内产生正离子或负离

子中的至少一者；

发射体框架，所述发射体框架被配置成将所述尖端发射体保持为以圆形或多边形布置

从所述发射体框架径向向内地进入所述空气路径中，其中所述发射体框架位于所述空气路

径的外侧；

刷子，所述刷子被配置成以物理方式清洁所述多个尖端发射体；以及

电机，所述电机被配置成经由具有一个或多个齿轮的齿轮传动系统而使所述刷子清洁

所述多个尖端发射体。

55.如权利要求54所述的系统，其中所述多个尖端发射体被布置成围绕或邻近所述齿

轮传动系统的第一齿轮的内圆周。

56.如权利要求54所述的系统，其中所述基本圆形或多边形布置是基本上与所述风扇

同轴的。

57.如权利要求54所述的系统，其中所述电机被配置成驱动所述齿轮传动系统以沿任

一方向移动所述刷子。

58.如权利要求54所述的系统，还包括壳体，所述壳体被配置成联接所述齿轮传动系

统、所述多个尖端发射体、所述电机、所述发射体框架和所述风扇。

59.如权利要求54所述的系统，其中所述尖端发射体被配置成产生双极性离子。

60.如权利要求54所述的系统，其中所述齿轮传动系统包括三个或更多个齿轮。

61.如权利要求54所述的系统，其中所述电机被配置成在所述多个尖端发射体正在产

生所述正离子或所述负离子时使所述刷子清洁所述多个尖端发射体。

62.一种自动发射体尖端清洁系统，包括：

风扇，所述风扇被配置成将空气流引导通过空气路径；

多个尖端发射体，所述多个尖端发射体被配置成在所述空气路径内或附近产生正离子

或负离子中的至少一者；

发射体框架，所述发射体框架被配置成将所述多个尖端发射体保持为以圆形或多边形

布置从所述发射体框架径向向内地进入所述空气路径中，其中所述发射体框架位于所述空

气路径的外侧；

刷子，所述刷子被配置成以物理方式清洁所述多个尖端发射体；以及

电机，所述电机被配置成经由具有一个或多个齿轮的齿轮传动系统而使所述刷子清洁

所述多个尖端发射体，其中所述多个尖端发射体被布置成围绕所述齿轮传动系统的第一齿

轮的内圆周。

63.如权利要求62所述的系统，其中所述基本圆形或多边形布置是基本上与所述风扇

同轴的。
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64.如权利要求62所述的系统，其中所述电机被配置成驱动所述齿轮传动系统以沿任

一方向移动所述刷子，或者

其中所述系统还包括壳体，所述壳体被配置成联接所述齿轮传动系统、所述多个尖端

发射体、所述电机、所述发射体框架和所述风扇。

65.如权利要求62所述的系统，其中所述尖端发射体被配置成产生双极性离子。

66.如权利要求62所述的系统，其中所述齿轮传动系统包括三个或更多个齿轮，或者

其中所述电机被配置成在所述多个尖端发射体正在产生所述正离子或所述负离子时

使所述刷子清洁所述多个尖端发射体。
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自动发射体尖端清洁器

[0001] 本申请是国家申请号为201880020675.9、申请日为2018年3月23日、国际申请号为

PCT/US2018/023920、发明名称为“自动发射体尖端清洁器”的专利申请的分案申请。

[0002] 关联申请

[0003] 本国际申请要求2017年3月24日提交的题为“Automatic  Emitter  Point 

Cleaners(自动发射体尖端清洁器)”的美国临时专利申请序列号62/476,144以及2018年3

月22日提交的题为“Automatic  Emitter  Point  Cleaners(自动发射体尖端清洁器)”美国

专利申请序列号15/928,261的优先权。美国临时专利申请序列号62/476,144以及美国专利

申请序列号15/489,321的全部内容援引并入本文中。

背景技术

[0004] 本公开总体涉及离子发生器，并且更具体地涉及自动发射体尖端清洁器。

[0005] 起到静电消除器或静电中和器作用的离子发生设备可以产生两种极性的离子，这

两种极性的离子与具有相反电荷的表面结合并中和该表面。这类设备有益于维持通常与电

子设备(尤其半导体)的制造有关的静电中性条件。由于这些离子发生器使用产生电场的放

电电极，因此它们容易在其发射体尖端或边缘聚集外来颗粒。这种颗粒聚集可能导致一种

极性或另一极性的离子的过度发射，即离子不平衡，籍此两种极性的离子被导向的区域容

易变得带电，而不是静电中性的。

发明内容

[0006] 公开了自动发射体尖端清洁器，基本上如至少一幅附图所示以及结合至少一幅附

图描述的，如权利要求书中更完整阐述的。

[0007] 附图简述

[0008] 图1是根据本公开一些方面示例性DC电晕离子发生器的视图。

[0009] 图2是图1的示例性DC电晕离子发生器的内部的视图。

[0010] 图3是根据本公开一些方面DC电晕离子发生器的示例性风扇的视图，该风扇附接

至自动发射体尖端清洁器。

[0011] 图4是图3的示例性风扇和自动发射体尖端清洁器的另一视图。

[0012] 图5是图3的示例性风扇和自动发射体尖端清洁器的另一视图。

[0013] 图6是图3‑5的自动发射体尖端清洁器的示例性实施方式的视图。

[0014] 这些图不一定按比例绘制。在合适的情况下，相似或相同的附图标记用来表示相

似或相同的部件。

具体实施方式

[0015] 用于离子风机(ionizing  blower)的传统发射体尖端清洁设备被连接至风扇的旋

转轴，并且必须从运行过程中的速度减慢风扇速度以使发射体得以清洁。因此，传统发射体

尖端清洁设备需要降低离子风机的性能，或甚至停用离子风机以执行发射体尖端的清洁。
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离子风机的性能降低或停用可能提供时机，在期间电荷聚集更有可能损坏灵敏的设备。

[0016] 本公开的示例性系统为离子发生设备实现发射体尖端清洁，以使离子发生设备能

够在清洁过程中继续发挥作用(例如清洁空气、中和电荷等)。本公开的示例性系统包括刷

子、与刷子联接的第一环、与第一环接合的第二环以及电机，该电机致动第二环以使第二环

致动第一环。

[0017] 本公开的示例性自动发射体尖端清洁系统包括：风扇，该风扇被配置成将空气流

引导通过空气路径；尖端发射体，该尖端发射体被配置成在空气路径内或附近产生正离子

或负离子中的至少一者；刷子；第一齿轮，该第一齿轮联接至刷子并被配置成使刷子移动而

与尖端发射体接触；第二齿轮，该第二齿轮与第一齿轮接合；以及电机，该电机致动第二齿

轮以至于第二齿轮致动第一齿轮以将刷子移动通过尖端发射体。

[0018] 一些示例性系统进一步包括多个尖端发射体，其中第一齿轮被配置成使刷子移动

而与多个尖端发射体中的多者接触。在一些示例中，多个尖端发射体被布置成基本圆形或

多边形布置。在一些示例中，多个尖端发射体被布置成围绕第一齿轮的内圆周。在一些示例

中，其中基本圆形或多边形布置是与风扇基本上同轴的。

[0019] 一些示例性系统还包括位置检测器，该位置检测器被配置成确定何时刷子处于预

定位置。在一些示例中，电机是双向的。一些示例性系统还包括壳体，所述壳体被配置成联

接第一齿轮、第二齿轮、电机和风扇。在一些示例中，尖端发射体被配置成产生双极性离子。

在一些示例中，电机被配置成基于由处理电路所作的判定或外部信号中的至少一者来致动

第二齿轮。在一些示例中，电机被配置成在多个尖端发射体正在产生正离子或负离子时致

动第二齿轮以清洁尖端发射体。在一些示例性系统中，第二齿轮和电机在空气路径之外。

[0020] 本公开的示例性自动发射体尖端清洁系统包括：风扇，该风扇被配置成将空气流

引导经过空气路径；多个尖端发射体，所述多个尖端发射体被布置成圆形或多边形布置并

被配置成在空气路径内或附近产生正离子或负离子中的至少一者；刷子，该刷子被配置成

以物理方式清洁多个尖端发射体；以及电机，所述电机被配置成经由具有一个或多个齿轮

的齿轮传动系统而使刷子清洁多个尖端发射体。

[0021] 在一些示例中，多个尖端发射体被布置成围绕齿轮传动系统的第一齿轮的内圆

周。在一些示例中，基本圆形或多边形布置是基本上与风扇同轴的。在一些示例中，电机被

配置成驱动齿轮传动系统以沿任一方向移动刷子。

[0022] 一些示例性系统还包括壳体，所述壳体被配置成联接齿轮传动系统、多个尖端发

射体、电机和风扇。在一些示例中，尖端发射体被配置成产生双极性离子。在一些示例中，齿

轮传动系统包括三个或更多个齿轮。在一些示例中，电机被配置成在多个尖端发射体正在

产生正离子或负离子时使刷子清洁多个尖端发射体。

[0023] 图1是示例性DC电晕离子发生器100的视图。离子发生器100包括壳体102，该壳体

102保持风扇，该风扇被配置成将空气流吹送通过空气路径。如下文中更详细描述的，离子

发生器100包括：离子发射体，该离子发射体发射正离子和/或负离子；以及风扇，该风扇将

空气流吹到离子发射体之上，这导致对空气流中可能存在的电荷的中和。

[0024] 尽管下面公开的示例是参照DC电晕离子发生器描述的，但本公开的一些方面可以

附加或替代地与AC电晕离子发生器和/或组合式AC/DC电晕离子发生器一起使用。

[0025] 图2是图1的示例性DC电晕离子发生器100的内部的视图。图2示出示例性风扇202
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和自动发射体尖端清洁器204。自动发射体尖端清洁器204包括单向或双向DC电机206。DC电

机206可以接受驱动信号和/或DC电流以致动自动发射体尖端清洁器204。示例性风扇202包

括壳体208，该壳体208可以用于将风扇202安装至壳体102和/或将自动发射体尖端清洁器

204附接至风扇202。

[0026] 示例性DC电机206可以是无刷DC电机或任何其它类型的AC或DC电机。

[0027] 图3是DC电晕离子发生器100的示例性风扇202的视图，该风扇202附连至自动发射

体尖端清洁器204。示例性离子发生器100包括发射体框架302，该发射体框架302将离子发

射体304围绕发射体框架302的内圆周保持就位在风扇202的空气路径中。

[0028] 示例性自动发射体尖端清洁器204包括小齿轮306和正齿轮308。正齿轮308保持发

射体尖端刷子。小齿轮306由图2的DC电机206驱动，并且与正齿轮308接合以驱动正齿轮

308。示例性正齿轮308和发射体框架302被附接至风扇202的壳体208以使正齿轮308基本与

风扇同轴并将发射体尖端刷子保持在与离子发射体304相同的平面内。

[0029] 图4是图3的示例性风扇202和自动发射体尖端清洁器204的另一视图。图4示出风

扇202、壳体208、示例性发射体框架302、发射体304、小齿轮306和正齿轮308。发射体尖端刷

子402在图4中是可见的。

[0030] 图5是图3的示例性风扇202和自动发射体尖端清洁器204的另一视图。在图4的视

图中，发射体尖端刷子402被图示为处于已知默认的或原始的位置。自动发射体尖端清洁器

204可以包括位置检测器以识别(或产生信号告知)何时发射体尖端刷子402处于默认的位

置。示例性发射体框架302包括检测窗502，透过该检测窗502，视觉型位置检测器(例如激光

检测器)可以识别何时发射体尖端刷子402接近检测窗502。其它位置检测器包括例如霍尔

效应传感器、开关和/或任何其它类型的接近传感器和/或电路。

[0031] 如图4和图5所示，正齿轮308和刷子402可以沿方向504、506中的一个或两个方向

围绕发射体框架302的内圆周作出完整的转动和/或部分的转动。例如，图2的电机206沿一

个或两个方向驱动小齿轮306，小齿轮306进而造成正齿轮308的旋转以及刷子402围绕发射

体框架302的内圆周的移动。在刷子402移动并清洁发射体304的同时，示例性离子发生器

100可以继续运行风扇202并经由发射体304产生离子。

[0032] 图6是图3‑5的自动发射体尖端清洁器204的示例性实施方式的视图。示例性小齿

轮306、示例性正齿轮308以及示例性发射体尖端刷子402的结构示出在图6中。

[0033] 图2‑6的示例性自动发射体尖端清洁器204是电机驱动的(即非离心式，不像传统

系统中)。因此，自动发射体尖端清洁器204可以被激活以独立于风扇202而执行清洁。例如，

自动发射体尖端清洁器204可以通过(例如，在对风扇202和/或从发射体304发射离子进行

控制的微处理器中的)内部定时器激活和/或从经由I/O连接器获得的外部信号来激活。

[0034] 尽管图2‑6的示例示出了双齿轮实施方式，但其它示例包括三个或更多齿轮实施

方式和/或单齿轮实施方式，其中保持发射体尖端刷子的齿轮由电机直接驱动。

[0035] 示例性自动发射体尖端清洁器204可以沿单个方向(例如顺时针或逆时针)被致动

和/或可以沿顺时针和逆时针两个方向工作以在两个方向上清洁发射体304。

[0036] 示例性自动发射体尖端清洁器204可以通过完整转动和/或部分转动的任意组合

来进行清洁。例如，控制电机206的处理器可以执行特定于应用的清洁程序，包括完整转动

和/或部分转动以执行特定类型的清洁。
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[0037] 示例性自动发射体尖端清洁器204可以包括位置感测以监测发射体尖端刷子404

的位置。例如，自动发射体尖端清洁器204可以在清洁过程开始时和/或结束时确定刷子组

装件何时处于默认位置。在其它示例中，控制电机206的处理器可以使用传感器(例如与小

齿轮306或正齿轮308联接的陀螺仪、行程传感器)和/或通过跟踪电机206操作的速度和方

向来跟踪发射体尖端刷子404沿发射体框架302内圆周的位置。

[0038] 如本文中使用的，“和/或”表示由“和/或”连接的列表中的项目中的任意一个或多

个。作为示例，“x和/或y”表示三元素集合{(x) ,(y) ,(x,y)}中的任意元素。换句话说，“x和/

或y”表示“x和y中的一者或两者”。又如，“x，y和/或z”表示七元素集合{(x) ,(y) ,(z) ,(x,

y) ,(x,z) ,(y,z) ,(x,y,z)}中的任意元素。换句话说，“x，y和/或z”表示“x，y和z中的一者或

多者”。如本文中使用的，术语“示例性”表示作为非限制性示例、范例或例证。如本文中使用

的，术语“比如”和“例如”给出了一个或多个非限制性示例、范例或例证的列表。

[0039] 尽管已参照某些实施方式对本发明的方法和/或系统进行描述，但本领域技术人

员将理解，在不脱离本发明的方法和/或系统的范围的情况下可以作出多种改变并且可以

替代多种等同方案。另外，在不脱离本公开的范围的情况下可以作出许多修改来使特定情

况或材料适应于本公开的教导。例如，本公开的示例的方框和/或部件可以被组合、分割、重

新排列和/或作出其它修改。因此，本发明的方法和/或系统意在不局限于所公开的特定实

施方式，相反，本发明的方法和/或系统将包括不管是字面上还是根据等同原则落在所附权

利要求书的范围内的所有实施方式。
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图4

说　明　书　附　图 4/6 页

15

CN 118040479 A

15



图5
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图6
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